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1º SEMESTRE DE 2003

TÓPICOS
ATIVIDADE

1
Revisão de Materiais

2
Oxidação Térmica do Si

3
Medidas C-V, FTIR, Elipsometria

4
CVD + PVD

5
Deposição do Si-Poli e SiGe

6
Aplicações -Si-Poli e SiGe

7
Deposição do SiO2/SiNx/SiOxNy

8
Aplicações -SiO2/SiNx/SiOxNy

9
Sputtering + Evaporação

10
Metais usados em microeletrônica

11
Óxidos metálicos para gate 

